


りギャップへの均一なガス供給と排出が自動的に行われる
ため，高速成膜と均一性が容易に両立できることである9）。
1．2　カーボン膜の官能基置換と生体分子の吸着抑制

　大気圧下で成膜した水素化アモルファスカーボン膜の
含有水素量は減圧放電の水素量よりも高く，多くの sp3





イクロパターンを加工することができる。図 3中には，
Cr フォトマスクを使用したドライエッチによるマイク
ロパターンを形成した例を示す。マイクロパターンの形

㈢ な を射後 49 ɴ 茸
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